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１．概要（Summary） 

本研究では、MEMS 力センサを弾性体中に配置した

場合の動的変形に対する応答特性が何に依存するかを

確認することを目的とする。MEMS 力センサの強度を向

上するため、センサ素子を弾性体中に配置することで感

度や計測レンジを調整する方法が多く用いられている。こ

うしたセンサの動的特性が弾性体の有無によってどのよう

に変化するかはセンサを設計・使用する上で非常に大き

な課題となる。 
 
２．実験（Experimental） 

弾性体中の微小構造体の変形を計測するため、厚み

300 nm の薄膜シリコンピエゾ抵抗素子に厚み 1 μmパリ

レン膜を形成することによって、直立した状態に固定し、こ

れを厚み 2 mm・4 mm の PDMS 中に埋め込んだ。この

構造体に対して 2 kHz までの加振を行い、PDMS の有

無や PDMS の厚みによって共振点がどのように変化する

かを計測した。 
薄膜シリコンピエゾ抵抗素子を形成するため、東京大

学ナノテクノロジープラットフォームが有する高速大面積

電子線描画装置を利用して精密なガラスマスクパターン

を試作した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

試作したシリコンピエゾ抵抗素子にパリレン膜を成膜し

た構造体の共振点は約 1 kHz であったのに対して、この

構造体を厚み 2 mm の PDMS 中に埋め込むと、共振点

が増加し、2 kHz 以上の値を示すことを確認した。一方、

厚み 4 mm の PDMS 中に素子を埋め込んだ場合、共振

点は、900 Hz まで減少した。この 900 Hz という共振周波

数は、厚み 4 mm の PDMS 構造体の共振周波数と同等

であることから、微小構造体を弾性体中に埋め込んだ場

合、弾性体の動的特性がセンサ全体の共振周波数を決

定する要因となると考えられる。この結果から、MEMS 力

センサ素子を実現する上で、その動的特性を調整するた

めには、周囲の弾性体の動特性に着目した設計を行うこ

とが必要であることを確認した。 
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